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Kompetencija:

e kurti ir analizuoti nanodarinius;

 vystyti gebéjima dirbti nano- srities technologine ir analitine jranga,
uztikrinancia aukstyjy technologijy specialisty rengima ir Siuolaikiniy
moksliniy taikomujy tyrimy plétra;

* jgyjami gebéjimai suformuoto uzdavinio jvykdymui sudaryti plang ir jj
jgyvendinti: atlikti literaturos apzvalgg, parinkti technologine jrangg ir
technologinius parametrus, atlikti analize ir apibendrinti rezultatus.
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Ti150M221

Nanomokslas:
nanomedziagy
kdrimas ir analize

Nanosluoksniai ir nanodariniai

Deimanto tipo anglis

0D + 3D nanodariniai - nanokompozitai

1D nanodariniai — anglies nanovamzdeliai

2D nanodariniai — grafenas, monomolekuliniai sluoksniai
Naujos plazmoninés medziagos — TiN, ZrN

substrate

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

o atom sputtered
from target

Auginimo technologijos
* Vakuuminis garinimas

* Magnetroninis dulkinimas

 »  Reaktyvusis magnetroninis dulkinimas
* Jonpluosteé sintezeé

* Plazma aktyvuotas cheminis nusodinimas is gary fazes
= * Langmuir-Blodgett nusodinimas

Biastie 2o ’ ! * Plazminis purskimas




Strukturos tyrimas

T150M221

Nanomokslas: | * XRD
nanomedziagy ) o e Raman
kdrimas ir analizé §
’ Cheminés sudéties tyrimas
* XPS SpP? Diamond-like
e EDS

ta-C

sputtered a-C(:H)

glassy carbon
graphite C
2 A >

Raith 2, o R

Fullerenc




T150M221 Savybes

Nanomokslas: * Elektrinés — varza, VACh, VFCh (C-V), impedanso
nanomedziagy spektroskopija
kiirimasir analize * Fotoelektrinés —fotosrove, foto EV)J
* Pjezovarzinés — keitimo faktorius
* Termovarzinés — elektrinés savybés ir temperatura
* Mechaninés — mikrokietis, plony nanostruktirizuoty  pietaisai ir taikymai

sluoksniy sukibimas su pagrindu e Elektrinés —diodai ir lauko tranzistoriai

* Fotoelektrinés — fotojutikliai, saulés elementai

* Pjezovarzinés — jtempiy, jégos, slégio jutikliai

 Termovarzineés — temperaturos jutikliai,
termistoriai

* Mechaninés — apsauginés dangos

“Protinga” poverzle
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T150M222 Svariojo kambario technologijos
Svariuoju kambariu vadinama uzdara erdvé, kurioje &
\ kontroliuojama aplinkos temperatira, drégmé, slégis |
ir mazy daleliy (dulkiy) koncentracija. ¢




T150M222 Svariojo kambario technologijos

* Didelés skyros elektrony pluosto nanolitografijos ir vaizdinimo bei
cheminés analizés sistema , Raith e_LiNE plus”

e Sutapdinimo ir eksponavimo jrenginys OAl Model 204
e Gilaus reaktyvaus joninio ésdinimo jrenginys (PlasmaTherm)




T150M 222 Svariojo kambario technologijos
Mikro/nano technologijy taikymas dokumenty apsaugai

university of
technology

Mag= 900X WD =10.1 mm
EHT =10.00 kV

.4 :
Mag= 1254KX WD =19.4 mm
SE2 EHT = 10.00 kV
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T150M222 3variojo kambario technologijos
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T150M222 Svariojo kambario technologijos

Analitiné jranga

Optinis mikroskopas

Skenuojantis elektroninis mikroskopas
¢ Atominiy jégy mikroskopas



T165M001 Optinés technologijos ir spektroskopija
Mikro- ir nanostruktury kurimas lazerinémis technologijomis




T165MO001 Optinés technologijos ir spektroskopija

Mikro- ir nanostruktiury kurimas lazerinémis technologijomis
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T165MO001 Optinés technologijos ir spektroskopija
= Nanoobjekty tyrimas spektroskopiniais metodais

* Spektroskopinis elipsometras,

* zadinimo zondavimo spektroskopija,
 UV-VIS,

* FTIRir NIR

 Ramano spektroskopija




T165M001 Optinés technologijos ir spektroskopija

Nanoobjekty tyrimas spektroskopiniais metodais

UV-VIS

)
o
©

1.25

—— initial

Spektroskopiné elipsometrija

X (spectral range)

Ambient (ngk;)

—_—
ST

.

= 8.,

~ ThinFilm 2 (n, k,T,)
ThinFilmidn, kT)
__ Substrate(n,k)

=

et

i) 25
24
23
22
2.1

20
1.9
1.8
1.7}
1.6

DLC:Cu

—— Effective n
—— Effective «

400

500 600 700 800 90
Wavelength (nm)

3.0x10°
2.8x10°
2.6x10°
2.4x10°
2.2x10°
2.0x10°
1.8x10°

1.6x10°

)

-

a(em’

Zadinimo zondavimo spektroskopija

Spectrograph

AA (mOD)

6
a —_—2at%
5 DLC:Cu 9at%
4l —21at.%
—24 at.%
3 27 at.%
o —33at.%
34 at.%
1 —38 at.%
0
47
2t
3t
-4 [ 1 L 1 L L
500 550 600 650 700 750

Wavelength (nm)

o (x10%) (cm™)

RS

1.00
0.75
0.50

025}

o
)
7

Absorbance (r.u.,
o
IS

O,
)
T

0.00

300

500 600
Wavelength (nm)

400 700

Intensity (a.u.)

DLC:Ag

500

FTIR

Absorbance (a.u.)

0.045

1000 1500 2000

Wavenumber (cm™)

0.040

0.035 -

0.030
0.025
0.020

0.015 -

0.010
0.005

0.016 experimental
~ 0.014 ] —fitevelope
8 0.012)77
8 0.010
£ 0.008
£ o.008
2 0004
< 0.002

0.000

0.000 — s
3100 3050 3000 2950 2900 2850 2800
Wavenumber (cm™)

3100

.
3000 2900 2700

Wavenumber (cm™)

2800




T165MO001 Optinés technologijos ir spektroskopija

EYHoUTIDA

www.holtida.lt

i s .

Taikymas
Optiniai apsaugos zenklai;
Bangos fronto dalikliai;

Optiniai jutikliai;

Kapiliarinis nanodaleliy surinkimasgs




